JEOL 6460LV

RESUMEN
CATEGORIA Microscopio Electronico de Barrido de Bajo Vacio.
TECNICAS

®  Microscopia electronica de barrido

®  Altoy bajo vacio

® EDX
RESPONSABLES Cristina Vaquero // Juan Luis Ribas.
LOCALIZACION Edificio CITIUS, Planta Baja, Ala Derecha.

CARACTERISTICAS TECNICAS

®  Tipo de cafidn: emision termoiodnica.
®  Condiciones de trabajo:
Modo Alto Vacio Bajo Vacio
Resolucién 3 nm (a 30kV) 4 nm (a 30kV)
Voltaje Aceleracion 0.3 - 30 kV (paso 100 V)
Aumentos 10X - 200.000X

Camara de vacio

10- Pa

10 a 270 Pa

Modos de Imagen

BSE (Electrones Retrodispersados)

e Imagen composicional (BEC)
Imagen topografica (BEW)

Imagen estereoscépica (BES)

SEI (Electrones Secundarios)

BSE (Electrones Retrodispersados)

e Imagen composicional (BEC)
Imagen topografica (BEW)

Imagen estereoscépica (BES)

Posibilidades de
movimiento

X:0al1l25mm //Y:0a

100 mm // Z: 5a 80 mm

T: -10° a 90° // R: 360°

Requisitos de Ila

Tamaio: 20

mm X 20mm

Naturaleza: conductora

Naturaleza: Sin restriccion

muestra
Masa < 1 Kg
Analisis puntual
Microanalisis Analisis area
“Mapping”
Dedo Frio. Hasta -25°C
Accesorios Portamuestras hasta 2 muestras

Portamuestras hasta 7 muestras

Portamuestras hasta 2 muestras
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ANDALUCIA TeECH
c de Excelendia Internacional

Filamento: Tungsteno.
Detectores:

= E. Secundarios. Configuracién Everhart-Thornley. Material destellante.

= E. Retrodispersados. Configuracién Everhart-Thornley. Material semiconductor
(union P-N)

= Microanalisis (EDS). Si(Li). Oxford Instruments INCA x-sight. Modelo: 7573.
Ventana: ATW2.

Anélisis de imagen.
Adquisicién de imagenes en formato TIF, JPG y BMP.
Movimiento de la muestra motorizado en 5 ejes.



